
高純度ガス用微量水分トランスミッター

特長
露点 ー120℃（＜1ppbv相当）までをカバーする測定範囲
安定した再現性のある測定
アナログ、デジタル出力
容易な設置
VCRプロセス接続
オプションディスプレイ／アラームユニット
コンパクトなデザイン
低露点校正実施

用途
高純度ガス
炭化水素ガス
半導体製造ライン
光ファイバー製造ライン
電子部品製造ライン
光学コーティングプロセス
工業ガスの生産と充填場
LED製造ライン
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寸法 単位:mm

   記載内容及び仕様は製品改善のため、予告なく変更する場合があります。

1505 1000G MC135

超高純度ガス／炭化水素中の微量水分測定のために特別に設計され、
必要な機能を全て内蔵した耐久性に優れた小型の微量水分トランスミッターです。

技術仕様
露点センサー
センサータイプ
計測範囲

精度

動作圧力

動作温度
流量
電子/電気回路
電源

出力
センサーケーブル
センサーハウジング
センサーブロック

接続ポート

寸法

重量

ミッシェル社　セラミックインピータンスセンサー
ー120～ー40℃dp

（ー110～ー40℃dpにて実露点校正を実施）
±2℃（ー100～ー40℃dp）
±4℃（ー120～ー101℃dp)
最小 10ー7Pa（10ー9 torr）
最大 24MPa（240 barg/3481psi）
ー40～+60℃
1～5 NL minー1 （5NL/min 推奨）

24VDC（最大28VDCまで使用可能）
電流最大値：25mA

4-20mA（2線式トランスミッター）
標準：2m　オプション：5m、10m

冷却延伸ステンレス、電解研磨
内面：0.1～0.2Ra µm

配管：1/4"VCR 接続（オス）
センサー筐体部：1/2"VCR接続（オス）
センサーブロック：120（W） × 35（D） × 150（H）mm

PURAセンサー：132 × Φ35mm

センサーブロック：450g

PURAセンサー：180g

モニター
測定単位
電源電圧
アナログ出力
デジタル出力
ディスプレイ

表示分解能
圧力補正

アラーム

寸法
重量

露点℃、水分量ppmv

85～265VAC ユニバーサル、最大10W

4-20mA 2点 最大負荷抵抗500Ω
RS485 Modbus RTU

2列 6桁 LED

露点℃、水分量ppmv 表示
露点0.1℃、水分量0.01ppmv
固定値入力
圧力トラスミッタからの伝送入力
2線式4-20mAループ、内部電源24VDC

4点アーム接点
（2点 C接点 10A@240VAC、8A@24VDC）
（2点 A接点 5A@240V、4A@24VDC）
96（W） × 48（H） × 137（D）mm
405g
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高純度ガス用微量水分トランスミッター

セラミックセンサー構造図

最上部多孔（ポーラス）レイヤー

水分分子吸湿性レイヤー

導電性レイヤー

セラミック基板

微量水分測定の必要性
半導体産業などにみられる多くの高純度ガスアプリケーションでは、
ガス中の残留水分含有量が正常なプロセス操作に非常に重要です。
従来、微量水分の測定は困難であり、複雑な水分分析器や高価な分析手
法が必要とされています。
今回、ミッシェル社は露点ー120℃（1ppbv以下に相当）までをカバーで
きる簡単で経済性に優れ、高い効果を持つオンライン露点計を市場に
発表しました。
PURAトランスミッターは、ミッシェル社が静電容量式露点センサー
の製造と校正で培った経験とノウハウを活かした製品です。
工業標準素材と製造プロセスを取り入れることにより、半導体製造や
高純度ガスラインへの大規模な取り込みに適した業界初の低価格露点
トランスミッターが実現しました。

シンプルな使い方
高純度ガスプロセスにシームレスに接続できるように設計され、必要
な機能をすべて内蔵したモジュールにより、高い信頼性を持って求め
る測定を連続して実現できます。
PURAセンサーハウジングは冷間延伸ステンレスで作られ、内面は0.25
µmの電解研磨が施されているため水分吸着が非常に少なく、更に酸素
標準に合わせてクリーニングされています。
PURAにはクリーンルーム（クラス100）準拠の清浄化処理が施されて
います。
PURAは完全に校正された状態で納品されますのでそのまますぐに使
用する事ができます。校正済み4-20mA出力はそのまま指示計器や中
央コントロールシステムへ接続可能であり、RS485出力はコンピュー
ターシステムに接続して使用することができます。
PURAは内部容積が極力小さくなるように設計されており、これによ
り使用開始時に最高の応答速度が得られるとともに水分の発生に迅速
に対応することができます。
センサー本体は10ー9torrの真空に耐えるように設計されており、システ
ム全体はVCRカップリングの定格耐圧である24MPaまで使用できます。

簡単な取付と操作
PURAの取付は非常に簡単です。VCR接続ポート（1/4"オス）が
120mmピッチで設定されていますから、標準MFCを取り付ける面間
にフィットします。
ユニット全体でも高さは僅か150mm、重さは500g以下です。PURAは
運転時に最高度の柔軟性を発揮する2線式発信機であり、安定化電源で
あれば12～28V（最大25mA）の範囲で動作します。

センサーテクノロジー
セラミックインピータンスセンサー
PURAはミッシェル社の最先端セラミックセンサーに基づいたイン
ピーダンス技術を使用しています。センサー原理はセラミック基板上に
堆積された2つの導電性材料（最上部多孔レイヤーと導電性レイヤー）
に挟まれたアクティブな多孔質絶縁層（吸湿性レイヤー）に吸着された
水分子の誘電特性に依存します。水分子の誘電特性はキャリアガスより
はるかに高く、この特性を利用して選択的に水分量を決定します。
吸湿性レイヤーは厚さ1ミクロン以下と非常に薄く、層内は水分子が容
易に浸透できるように最上部多孔レイヤーは0.1ミクロン以下の厚さ
です。このセンサー構造により迅速に水分量の変化に感応することが
できます。

低露点校正
ミッシェルジャパンではPURA専用の低露点校正設備にて実露点と標
準器との比較を露点ー110℃まで確認することができます。すべての
PURAトランスミッターはこの設備にて低露点域における校正及び性
能検査を実施しています。

温度補正プログラム
PURAには設置環境、測定ガス温度の変化に依る測定露点の変動を最
小限にコントロールする独自の補正プログラムが搭載されています。
このプログラムにより安定した露点計測を実現しています。

センサーハウジング
トランスミッター筐体部が1/2VCR、配管両端が1/4VCR接続となって
いるガス・フィールド・スルーハウジングを基本構造としたセンサーブ
ロックです。内面電解研磨処理を施し、測定ガス流路内にガス溜りが無
い構造です。優れた応答速度性能を達成しています。

カスタマイズ
PURAはNISTとNPLにトレーザブルで測定範囲全体を10℃刻みで精
密に校正され、即時に使用可能な状態で出荷されますが、カスタマイズ
も可能です。4-20mA出力は動作範囲の任意の区間に設定可能であり、
最少スパンは1℃までの設定が可能です。
オーバーとアンダーレンジ、センサー故障を知らせる警報信号は工場
出荷時にプレリセットされていますが、弊社サービス部門へ送ってい
ただければユーザー任意の値に設定することが可能です。

オプションモニター
PURAはオプションとして専用の1/8DINパネルマウントモニターが
あります。
測定された露点（℃）及び水分含有量（ppmv）を表示、出力することがで
きます。このモニターはPURAトランスミッター用の電源としても動
作します。
表示は測定値が読みやすい2列6桁のLEDディスプレイです。出力はア
ナログ（4-20mA）とデジタル（RS485）、アラームリレーはユーザー設
定可能な接点が標準として4点装備されています。

PURAは本質安全防爆仕様も用意されています。
詳細については弊社へお問い合わせください。
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〈PURA低露点校正方法〉

②外挿法による校正
①の校正曲線で取得したー110℃dpまでのデータ
を基に自動プログラムでー120℃dpまで外挿
します。

①標準器との比較校正
ー110℃dpからー40℃dpまで、10℃dp毎に露点を発生させて弊社標
準器の吸収分光式水分計および鏡面冷却式露点計と比較してPURA
トランスミッターの校正を行います。
温度補正プログラムの検証試験も校正時に実施します。
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PURAセンサー：180g

モニター
測定単位
電源電圧
アナログ出力
デジタル出力
ディスプレイ

表示分解能
圧力補正

アラーム

寸法
重量

露点℃、水分量ppmv

85～265VAC ユニバーサル、最大10W

4-20mA 2点 最大負荷抵抗500Ω
RS485 Modbus RTU

2列 6桁 LED

露点℃、水分量ppmv 表示
露点0.1℃、水分量0.01ppmv
固定値入力
圧力トラスミッタからの伝送入力
2線式4-20mAループ、内部電源24VDC

4点アーム接点
（2点 C接点 10A@240VAC、8A@24VDC）
（2点 A接点 5A@240V、4A@24VDC）
96（W） × 48（H） × 137（D）mm
405g
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92 +0.5
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15116.55.5
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20

20
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8

13

28
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ø27

ø19

50

8
150

20

20

35

105

31
6

1/2"VCR NUT 1/4"VCR
CONNECTOR

2 OFF HOLES
M4X7 DEEP

1/2"VCR接続

Premium & OEM バージョン

Sensor バージョン モニター

ø10.5

パネルカット寸法


